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技術相談 

提供可能技術： 

・SPM（走査型プローブ顕微鏡）によるナノ・マイクロ表面観察 

・極低温度，高圧力，高磁場での物性測定技術，制御技術 

・薄膜・厚膜作製技術（薄膜：イオンビーム蒸着法，CVD 法，レーザー援用微粒子ジェット法） 

研究内容：  

【研究課題】 

◆レーザー付着加工技術の開発（特に微粒子回収技術の開発，広域膜形成技術） 

◆フォトセンサーのよる微粒子速度の計測技術の開発 

◆機能性（高熱伝導性，ガス吸着性）膜の形成技術の開発 

◆電気電子デバイス（受動及び能動）素子及び Cu 配線形成技術の開発            

【研究シーズ】                                                          

① 開発技術により, リサイクル可能である熱可塑性樹脂に有利な技術として,           

その樹脂基板に局所的にレーザーを照射しながら, 同時に微粒子ジェット 

噴射して焼結膜を埋込形成することができる.  

② 更に,基板として金属, セラミックスにも膜形成できる技術である. 適切な条 

件によってはセラミックス基板に埋め込み可能である.  

③ 埋込形成技術であり, 積層基板化の際に,非常に有効な技術となる.  

④ 高熱伝導性を有する SiC 膜, ガス吸着性を有する膜の機能性膜形成も可        

能である.                                                  

⑤ 電気電子素子（Cu 配線（メッキ膜同等の低抵抗率）を含む, LCR 素子）及び 

回路のその場で埋込形成が可能. 

⑥ 高感度磁気センサー及びショットキー障壁型太陽電子が形成可能. 

⑦ フォトセンサーによる簡易・安価に計測する技術を有する. 
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提供可能な設備・機器：  

名称・型番（メーカー） 

  

  

  

  

  

熱電変換素子用電極形成 
(英国 Cardiff 大学と共同開発中) 

積層キャパシタの

容量の積層数変化

 フォトセンサーによる 
ノズル内微粒子通過状態結果
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